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(57)【要約】
　本発明は、測定プローブ（２）の針（１）を洗浄する
ための装置に関し、上記装置は、洗浄処理中に上記針（
１）を収容するための洗浄チャンバ（４）を備え、上記
洗浄チャンバ（４）は、上記針（１）を上記洗浄チャン
バ（４）に導入し、かつ上記洗浄チャンバ（４）から取
出すための開口部（５）を備え、さらに、上記針（１）
を洗浄しかつ／または乾燥させるために、洗浄剤、たと
えば洗浄液もしくはエアロゾル、および／または乾燥剤
、たとえば空気を上記洗浄チャンバ（４）に供給するた
めの供給手段（７）を備える。本発明はさらに、そのよ
うな装置と測定機とのアセンブリに関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定プローブの針を洗浄するための測定プローブ針洗浄装置であって、前記装置は、
　洗浄処理中に前記針を収容するための洗浄チャンバを備え、前記洗浄チャンバは、前記
針を前記洗浄チャンバに導入しかつ前記洗浄チャンバから取出すための開口部を含み、さ
らに、
　前記針を洗浄しかつ／または乾燥させるために、洗浄剤、たとえば洗浄液もしくはエア
ロゾル、および／または乾燥剤、たとえば空気を前記洗浄チャンバに供給するための供給
手段を備える、装置。
【請求項２】
　前記供給手段は、前記洗浄剤および／または前記乾燥剤を前記洗浄チャンバに供給する
ために前記洗浄チャンバに注ぐ少なくとも１つの供給開口部またはノズルを含む、請求項
１に記載の装置。
【請求項３】
　前記供給手段は、少なくとも３つの前記供給開口部またはノズルを含む、請求項２に記
載の装置。
【請求項４】
　前記供給開口部またはノズルは、実質的な等しい角距離で離間され、前記洗浄剤および
／または前記乾燥剤を共通の場所に供給するように配置され、前記針は、洗浄および／ま
たは乾燥中には前記共通の場所に位置し得る、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記ノズルの前記供給開口部または排出開口部は、４ｍｍの最大直径、好ましくは１ｍ
ｍの最大直径、より好ましくは０．５ｍｍの最大直径、さらに好ましくはおよそ０．２ｍ
ｍの直径を有する、先行する請求項２から４のうちいずれか１項に係る装置。
【請求項６】
　本体を備え、前記本体は、前記洗浄チャンバを取囲み、それによって前記本体と前記洗
浄チャンバとの間に空間を規定し、前記本体は、前記洗浄剤および／または前記乾燥剤を
前記空間に供給するための入口開口部を含み、前記供給開口部またはノズルは、前記空間
を前記チャンバの内空間に接続する、先行する請求項２から５のうちいずれか１項に係る
装置。
【請求項７】
　好ましくは前記測定プローブの複数の針の形状に従って、異なる位置に配置された複数
の前記洗浄チャンバを備え、各チャンバは、前記複数の針のうち１つの前記針を前記洗浄
チャンバに導入し、かつ前記洗浄チャンバから取出すための前記開口部を含む、先行する
請求項のうちいずれか１項に係る装置。
【請求項８】
　針を外端に保持するペン状体を収容するための、前記洗浄チャンバから延在する少なく
とも１つの凹部を備える、先行する請求項のうちいずれか１項に係る装置。
【請求項９】
　前記針または前記複数の針を導入し、かつ取出すために前記開口部または前記複数の開
口部を閉鎖するための手段を備える、先行する請求項のうちいずれか１項に係る装置。
【請求項１０】
　前記洗浄剤および／または前記乾燥剤の圧力を調整するための圧力調整器と、
　特に、洗浄剤粒子のエアロゾルを空気中で生成するために前記洗浄剤を投入するための
投入システムと、
　前記圧力調整器および／または前記投入システムおよび／または前記供給手段を制御す
るための制御ユニットとのうち少なくとも１つを備える、先行する請求項のうちいずれか
１項に係る装置。
【請求項１１】
　前記制御ユニットは、
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　前記洗浄チャンバに前記洗浄剤および／または前記乾燥剤を供給するための期間と、
　前記圧力調整器の圧力と、
　洗浄剤および／または乾燥剤の供給される量と、のうち少なくとも１つを設定するよう
に配置される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記針または前記複数の針の存在を検出するための検出器を備え、前記制御ユニットは
、前記針または前記複数の針の存在の検出に従って、前記圧力調整器および／または前記
投入システムおよび／または前記供給手段を制御するように配置される、請求項１０また
は１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記圧力調整器は、前記圧力が０．５バール～６バールの間、たとえば２～４バールの
間、たとえば２．５バール～３バールの間であるように前記圧力を調節する、請求項１０
、１１または１２に記載の装置。
【請求項１４】
　先行する請求項１～１３のうちいずれか１項に係る測定プローブ針洗浄装置と測定機と
のアセンブリであって、前記測定機は、針または複数の針を含む測定プローブを含む、ア
センブリ。
【請求項１５】
　前記洗浄チャンバおよび前記針または複数の針を互いに関して変位させるための手段を
備える、請求項１４に記載のアセンブリ。
【請求項１６】
　前記測定機は、前記針または複数の針の洗浄中に測定データの測定または記録を一時的
に停止するように配置される、請求項１４または１５に記載のアセンブリ。
【請求項１７】
　好ましくは前記測定プローブの複数の針の形状に従って異なる位置に配置された複数の
前記洗浄チャンバを備え、各チャンバは、前記複数の針のうち１つの前記針を前記洗浄チ
ャンバに導入し、かつ前記洗浄チャンバから取出すための前記開口部を含む、請求項１４
、１５または１６に記載のアセンブリ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定プローブの針を洗浄するための装置に関する。
　測定対象について測定機が用いられる。該測定機は、針を有する測定プローブを備える
。測定装置は、任意の種類の測定装置、たとえば３Ｄ測定装置であり得る。特に上記測定
装置は、加工機の器具を測定するための加工機の一部であり得る。測定プローブの針が汚
染された場合、たとえばほこりまたは他の粒子がそれに付着した場合、測定が正確に行わ
れない場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　本発明の目的は、測定プローブの針を洗浄するための装置を提供することである。特に
、本発明の目的は、測定処理中に上記針を洗浄するための装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　この目的は、序文に係る装置によって実現され、上記装置は、洗浄処理中に上記針を収
容するための洗浄チャンバを備え、上記洗浄チャンバは、上記針を上記洗浄チャンバに導
入しかつ上記洗浄チャンバから取出すための開口部を含み、さらに、上記針を洗浄しかつ
／または乾燥させるために、洗浄剤、たとえば洗浄液もしくはエアロゾル、および／また
は乾燥剤、たとえば空気を上記洗浄チャンバに供給するための供給手段を備える。
【０００４】
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　本発明に係る上記装置は、上記針が上記開口部を介して導入され得る洗浄チャンバを設
ける。上記洗浄チャンバに上記針を導入した後、好ましくは第１に、上記針を洗浄するた
めに洗浄剤が上記洗浄チャンバに供給され、好ましくは第２に、上記針を乾燥させるため
に乾燥剤が上記洗浄チャンバに供給される。上記針を洗浄しかつ／または乾燥させた後で
、上記開口部を介して上記洗浄チャンバから針を取出してもよく、測定処理が継続される
かまたは開始されてもよい。
【０００５】
　本発明に係る装置の一実施形態において、上記供給手段は、上記洗浄剤および／または
上記乾燥剤を上記洗浄チャンバに供給するために上記洗浄チャンバに注ぐ少なくとも１つ
の供給開口部またはノズルを含む。
【０００６】
　供給開口部またはノズルの利点は、上記洗浄剤および／または上記乾燥剤が針の方向に
噴霧されるかまたは吹き付けられ得ることである。
【０００７】
　本発明に係る装置の好ましい実施形態において、上記供給手段は、少なくとも３つの上
記供給開口部またはノズルを含む。
【０００８】
　複数の供給開口部またはノズル、特に３つ以上の供給開口部またはノズルの利点は、上
記針の外面全体が洗浄されかつ／または乾燥され得るように、上記洗浄剤および／または
上記乾燥剤が洗浄チャンバ内の異なる場所から上記針の方向に噴霧されるかまたは吹き付
けられ得るということである。なお、針が複数の方向から噴霧されるかまたは吹き付けら
れるように、上記供給手段は、任意の数の供給開口部またはノズル、たとえば３個、４個
、５個、６個、７個、８個、９個、１０個、またはさらに多くの供給開口部またはノズル
を備え得る。
【０００９】
　好ましくは、上記供給開口部またはノズルは、実質的な等しい角距離で離間され、上記
洗浄剤および／または上記乾燥剤を共通の場所に供給するように配置され、上記針は、洗
浄および／または乾燥中には上記共通の場所に位置し得る。
【００１０】
　針は非常に繊細な測定器具である。洗浄剤および／または乾燥剤を針に供給することに
より、上記洗浄剤および／または上記乾燥剤によって影響された正しくない測定データを
針に表示させる場合があり、該測定データはしたがって、針の洗浄前後で測定されている
対象について表していない。上記針が上記共通の場所に保持され、上記等しく離間された
供給開口部またはノズルから上記洗浄剤および／または上記乾燥剤を受取ると、上記針が
洗浄剤および／または乾燥剤によって影響されることがないように、かつ正しくない測定
データを示さないように、洗浄剤および／または乾燥剤の異なる流れが共通の場所におい
て互いに打消し合うかまたは平衡状態となる。本発明に係る装置のそのような実施形態は
、測定処理に影響を及ぼすことがないため、針の洗浄中に測定処理が停止される必要がな
いという利点を有する。
【００１１】
　上記複数の供給開口部またはノズルは、上記洗浄チャンバの長手方向に見て同じ高さま
たは位置に配置されることが好ましい。
【００１２】
　本発明に係る装置の別の実施形態において、上記ノズルの上記供給開口部または排出開
口部は、４ｍｍの最大直径、好ましくは１ｍｍの最大直径、より好ましくは０．５ｍｍの
最大直径、さらに好ましくはおよそ０．２ｍｍの直径を有する。
【００１３】
　上記ノズルの、そのように比較的小さな供給開口部または排出開口部は、洗浄剤および
／または乾燥剤が針の方向に比較的高圧で噴霧されるかまたは吹き付けられるという利点
をもたらす。
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【００１４】
　なお、上記ノズルの供給開口部または排出開口部の直径は、上記最大範囲内にある任意
の寸法を有し得る。
【００１５】
　本発明に係る装置のさらに別の実施形態において、上記装置は本体を備え、上記本体は
、上記洗浄チャンバを取囲み、それによって上記本体と上記洗浄チャンバとの間に空間を
規定し、上記本体は、上記洗浄剤および／または上記乾燥剤を上記空間に供給するための
入口開口部を含み、上記供給開口部またはノズルは、上記空間を上記チャンバの内空間に
接続する。
【００１６】
　そのような配置では、供給開口部またはノズルの数とは無関係に、入口開口部を１つだ
け設ければよい。洗浄剤および／または乾燥剤の圧力は、これによりすべての供給開口部
またはノズルについて等しい。特に、等しく離間された供給開口部またはノズルを備える
実施形態と組合わせると、これは、洗浄および／または乾燥中に針に影響を及ぼさないと
いう効果を支持し得る。
【００１７】
　本発明に係る装置のさらに別の実施形態において、上記装置は、好ましくは上記測定プ
ローブの複数の針の形状に従って、異なる位置に配置された複数の上記洗浄チャンバを備
え、各チャンバは、上記複数の針のうち１つの上記針を上記洗浄チャンバに導入し、かつ
上記洗浄チャンバから取出すための上記開口部を含む。
【００１８】
　上記複数の針のうちそれぞれの針を上記洗浄チャンバに導入し、かつ上記洗浄チャンバ
から取出すための上記開口部を各々が含む複数の洗浄チャンバを設けることによって、た
とえば複雑な形状に配置された複数の針を有するプローブを洗浄することが可能である。
【００１９】
　上記複数の洗浄チャンバは、１つの本体および複数の本体に設けられ得る。複数の本体
の本体は、たとえば上記測定プローブの複数の針の形状に従って、異なる位置および／ま
たは角度に配置され得る。
【００２０】
　本発明に係る装置のさらに別の実施形態において、針を外端に保持するペン状体を収容
するための、上記洗浄チャンバから延在する少なくとも１つの凹部が設けられる。
【００２１】
　本発明に係る装置のさらに別の実施形態において、上記は、上記針または上記複数の針
を導入し、かつ取出すために上記開口部または上記複数の開口部を閉鎖するための手段を
備える。
【００２２】
　針または複数の針が上記洗浄チャンバに存在しない時、上記開口部は好ましくは閉鎖さ
れ得る。装置のこの実施形態は、上記針または複数の針が加工機の一部である測定機の一
部である場合に特に有利である。処理中に、削りくず、ほこりなどの（ごみ）粒子が形成
され得、他の場合には上記洗浄チャンバの上記開口部に入り込み得るが、上記閉鎖手段に
よって開口部に入り込むことが妨げられる。
【００２３】
　本発明に係る装置のさらに別の実施形態において、上記装置は、上記洗浄剤および／ま
たは上記乾燥剤の圧力を調整するための圧力調整器と、特に、洗浄剤粒子のエアロゾルを
空気中で生成するために上記洗浄剤を投入するための投入システムと、上記圧力調整器お
よび／または上記投入システムおよび／または上記供給手段を制御するための制御ユニッ
トとのうち少なくとも１つを備える。
【００２４】
　実際には、上記制御ユニットは、上記洗浄チャンバに上記洗浄剤および／または上記乾
燥剤を供給するための期間と、上記圧力調整器の圧力と、洗浄剤および／または乾燥剤の
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供給される量とのうち少なくとも１つを設定するように配置される。
【００２５】
　本発明に係る装置のさらに別の実施形態において、上記装置は、上記針または上記複数
の針の存在を検出するための検出器を備え、上記制御ユニットは、上記針または上記複数
の針の存在の検出に従って、上記圧力調整器および／または上記投入システムおよび／ま
たは上記供給手段を制御するように配置される。
【００２６】
　そのような実施形態において、洗浄剤および／または乾燥剤が浪費されないように、上
記針または複数の針の存在を検出した後でのみ洗浄および／または乾燥が行われ得る。
【００２７】
　本発明に係る装置のさらに別の実施形態において、上記圧力調整器は、上記圧力が０．
５バール～６バールの間、たとえば２～４バールの間、たとえば２．５バール～３バール
の間であるように上記圧力を調節する。
【００２８】
　本発明は、請求項１～１３のうちいずれか１項に係る装置と測定機とのアセンブリにも
関する。
【００２９】
　測定機は、任意の種類の測定装置、たとえば３Ｄ測定装置であり得る。特に、上記測定
装置は、加工機の測定器具のための加工機の一部であり得る。特に、上記測定機は、針ま
たは複数の針を含む測定プローブを含む。
【００３０】
　本発明に係るアセンブリの一実施形態において、上記アセンブリは、上記洗浄チャンバ
および上記針または複数の針を互いに関して変位させるための手段を備える。
【００３１】
　針または複数の針は、上記洗浄チャンバへの挿入および上記洗浄チャンバからの取出し
のため、かつ／または洗浄中に特定の方向に前後に上記針もしくは複数の針を特定の方向
に前後に変位させるように変位され得る。代替的に、上記洗浄チャンバが同じ理由で変位
されてもよい。別の実施形態において、上記洗浄チャンバは、上記針または複数の針の形
状または寸法に従って変位され得る。
【００３２】
　測定処理中に洗浄が行われ得、上記測定処理が影響されることも停止される必要もない
ように、上記針または複数の針が洗浄中に影響されないことが好ましい。代替的に、上記
測定機は、上記針または複数の針の洗浄中に測定データの測定または記録を一時的に停止
するように配置される。
【００３３】
　本発明はさらに、請求項１４、１５または１６に記載のアセンブリに関し、好ましくは
上記測定プローブの複数の針の形状に従って異なる位置に配置された複数の上記洗浄チャ
ンバを備え、各チャンバは、上記複数の針のうち１つの上記針を上記洗浄チャンバに導入
し、かつ上記洗浄チャンバから取出すための上記開口部を含む。
【００３４】
　本発明は、図面に例示される図を参照してより詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１Ａ】本発明に係る装置の第１の実施形態および針を示す斜視図である。
【図１Ｂ】本発明に係る装置の第１の実施形態および針を示す縦断面図である。
【図１Ｃ】本発明に係る装置の第１の実施形態および針を示す、供給開口部の高さにおけ
る斜視図である。
【図２】図１の装置に洗浄剤および／または乾燥剤を供給するフローチャートである。
【図３Ａ】閉鎖手段を備える本発明に係る装置の第２の実施形態の斜視図であり、第１の
閉位置にある閉鎖手段を示す図である。
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【図３Ｂ】閉鎖手段を備える本発明に係る装置の第２の実施形態の斜視図であり、第２の
開位置にある閉鎖手段を示す図である。
【図４】本発明に係る装置の第３の実施形態の斜視図である。
【図５】本発明に係る装置の第４の実施形態および複数の針の斜視図である。
【図６Ａ】本発明に係る装置の第５の実施形態の斜視図であり、組立てられた装置を示す
図である。
【図６Ｂ】本発明に係る装置の第５の実施形態の斜視図であり、組立てられた装置を示す
図である。
【図６Ｃ】本発明に係る装置の第５の実施形態の斜視図であり、本体および洗浄チャンバ
を示す図である。
【図６Ｄ】本発明に係る装置の第５の実施形態の斜視図であり、本体および洗浄チャンバ
を示す図である。
【図７】本発明に係る装置の第６の実施形態の斜視図である。
【図８】本発明に係る装置の第７の実施形態の斜視図である。
【図９】本発明に係る装置の第８の実施形態の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　図において、同じ要素は同じ参照符号によって示される。
　図１Ａ～図１Ｃは、測定機（図示せず）の測定プローブ２の針１を洗浄するための装置
を示す。上記装置は、洗浄処理中に上記針１を収容するための洗浄チャンバ４を有する本
体３を含む。洗浄チャンバ４は、上記針１を上記洗浄チャンバ３に導入し、かつ上記洗浄
チャンバ３から取出すための開口部５を備える。
【００３７】
　本体３と洗浄チャンバ４との間には空間６が規定される。上記空間６に洗浄剤および／
または乾燥剤を供給するための入口開口部７が上記空間６に接続される。上記洗浄剤は、
洗浄液、洗浄ガス、または、洗浄液の小滴がガス、たとえば空気に含まれている洗浄エア
ロゾルなどの任意の好適な洗浄剤であり得る。上記乾燥剤は、任意の好適な乾燥剤、たと
えば乾燥ガス、特に空気であり得る。上記洗浄チャンバ４に洗浄剤および／または乾燥剤
を供給するために、８個の上記供給開口部８が上記空間６を上記洗浄チャンバ４の内空間
に接続する。８個の供給開口部８は、実質的な等しい角距離ａで離間される。ａは８個の
供給開口部８では４５°であり、上記洗浄剤および／または上記乾燥剤を共通の場所９に
供給するように配置される。共通の場所９には、洗浄および／または乾燥中に上記針１が
位置し得る。図１Ａ～図１Ｃの装置の洗浄チャンバ４は円筒状である。洗浄剤および／ま
たは乾燥剤を径方向に供給するように供給開口部８が配置されるように、供給開口部８は
上記円筒壁に接線的に配置され、上記針１は、供給開口部８の高さにおいて洗浄チャンバ
４の中央に保持される。出願人は、８個の等しく分散された供給開口部８が径方向に噴霧
するかまたは吹付け、針１が中央に保持された構成では、上記洗浄剤および／または乾燥
剤によって針１が影響されず、測定処理が洗浄中に停止される必要がないことを見出した
。
【００３８】
　任意に、洗浄および／または乾燥中に、針１のすべての部分を洗浄剤および／または乾
燥剤に露出させるために、上記針１が方向１０に前後移動され得る。代替的に、上記洗浄
チャンバ４が方向１０に前後移動されてもよい。方向１０は、洗浄チャンバ４の長手方向
と平行である。
【００３９】
　図１Ｂに示されるように、供給開口部８の直径は洗浄チャンバ４の方向に減少し、それ
によって洗浄剤および／または乾燥剤の圧力および／または速度が増大する。洗浄チャン
バ８の入口における供給開口部８の直径は、図１Ａ～図１Ｂの例では０．２ｍｍであり、
これは、針１に影響を及ぼすことなく洗浄剤および／または乾燥剤を針１に向けるために
好適な圧力および／または速度をもたらすことが判明している。なお、任意の好適な直径
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が選択され得る。
【００４０】
　図１Ａに示されるように、上記装置は上記針１の存在を検出するための検出器１１を備
える。上記針１を検出すると、洗浄処理が始められ得る。
【００４１】
　本体３および検出器１１は両方ともベース１２に装着される。ベース１２は、テーブル
または他の支持物上に水平に配置されてもよいし、支持物に垂直に取付けられてもよい。
【００４２】
　図２は、上記洗浄剤および／または上記乾燥剤を図１の装置に供給するフローチャート
を示す。ガス、たとえば空気は、ガスの圧力を調整するための圧力調整器２１に管２０な
どを介して提供される。ガスの圧力は、たとえば０．５バール～６バールの間、たとえば
２～４バールの間、たとえば２．５バール～３バールの間に設定される。圧力下でのガス
が次いで流量調節計２３に供給され、流量調節計２３は、管２４などに、または管２６な
どにガスを向ける。管２４は、ディスペンサ２５に接続する。ディスペンサ２５において
、洗浄液粒子が上記ガスに含まれるように、洗浄剤が上記ガスに投入される。洗浄液粒子
を含む上記ガスは、次いで空間６に、かつそれによって管２７および管２８を介して洗浄
チャンバに供給される。管２６は、ガスが上記乾燥剤として空間６および洗浄チャンバ４
に供給され得るように、管２８に直接接続する。上記圧力調整器２１と、ディスペンサ２
５に投入される液体の量と、針１を洗浄するためにまずディスペンサ２５を介して、次い
で洗浄後に針１を乾燥させるために直接管２６および２８を介して、空間６にガスを提供
するための期間を制御するための流量調節計２３とを制御するための制御ユニットが設け
られる。たとえば、まず針１は数秒間洗浄され、次いで針１は数秒間乾燥される。上記期
間は好適に選択されてもよく、これに限定されない。
【００４３】
　図３Ａおよび図３Ｂは、本発明に係る装置の第２の実施形態の斜視図である。第２の実
施形態に係る上記装置は、バルブ３０が開口部５を閉鎖する図３Ａに示されるような第１
の閉位置と、バルブ３０が開口部５を閉鎖しない図３Ｂに示されるような第２の開位置と
の間で変位可能な閉鎖バルブ３０を装置が備える点でのみ第１の実施形態に係る装置とは
異なる。バルブ３０は、開口部５を閉鎖し、それによって外部の環境から洗浄チャンバ４
を保護するため、特に、開口部５を介してその中に入り込むほこりおよび他の粒子から洗
浄チャンバ４を保護するためにその第１の位置に常に保持されてもよく、針１を洗浄する
ために針１が洗浄チャンバ４に導入され得るように開口部５を解放するためにその第２の
位置に一時的に変位されてもよい。洗浄後、バルブ３０はその第１の位置に戻される。
【００４４】
　図３Ａおよび図３Ｂに示されるバルブ３０は、第１の位置と第２の位置との間で回転す
る。任意の好適なやり方で、たとえばバルブを並進して変位させることによって、バルブ
が変位され得ることは当業者にとって明らかであろう。バルブの代わりに、任意の好適な
閉鎖手段が設けられ得る。上記閉鎖手段またはバルブ３０と上記開口部５との間に任意に
シーリングが設けられ得る。
【００４５】
　なお、図１Ａ～図１Ｃに示されるような装置の第１の実施形態に対する図３Ａおよび図
３Ｂに示されるような装置の第２の実施形態の相違点のみがここで説明される。図３Ａお
よび図３Ｂに係る装置のさらなる説明について、図１Ａ～図１Ｃの説明を参照する。
【００４６】
　図４は、本発明に係る装置の第３の実施形態の斜視図である。第３の実施形態に係る上
記装置は、洗浄チャンバ４および開口部５が丸形断面の代わりに六角形の断面を有する点
でのみ第１の実施形態に係る装置とは異なる。合計６つの供給開口部が設けられる（図示
せず）ように、洗浄チャンバ４の６つの壁セクションの各々に供給開口部が配置される。
供給開口部は、好ましくは、洗浄チャンバ４の長手方向に同じ高さに、つまり開口部５か
ら同じ長手距離に配置され、好ましくは、供給開口部が等しい角距離αで離間されるよう
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に、洗浄チャンバ４および壁セクションの横断方向に見た各壁セクションの中央に各々が
配置されることが好ましく、αは６０°である。供給開口部は、上記洗浄剤および／また
は上記乾燥剤を共通の場所に供給するように配置される。共通の場所は、開口部５および
洗浄チャンバ４の中心長手軸である。
【００４７】
　なお、六角形の断面の代わりに、好適な各多角形断面が選択されてもよい。供給開口部
は、各壁セクションに、または壁セクションの一部に設けられてもよい。
【００４８】
　さらに、図１Ａ～図１Ｃに示される装置の第１の実施形態に対する図４に示される装置
の第３の実施形態の相違点のみをここで説明する。図４に係る装置のさらなる説明につい
ては、図１Ａ～図１Ｃの説明を参照する。
【００４９】
　図５は、本発明に係る装置の第４の実施形態の斜視図である。第４の実施形態に係る上
記装置は、異なる種類の測定プローブ２の５本の針１を受取るために５つの開口部５を備
える点でのみ第１の実施形態に係る装置とは異なる。開口部５は針１の形状に従って１つ
の本体３の上側面に配置され、凹部４０を介して相互に接続され、ペン状要素４１によっ
て外端に保持される５本の針１が好ましくは同時に針１を洗浄するためにそれぞれの洗浄
チャンバ４に同時に導入され得る。各開口部５は、洗浄チャンバ４への入り口を提供し、
各洗浄チャンバ４は、洗浄剤および／または乾燥剤を供給するための１つ以上の供給開口
部を備え得る。複数の供給開口部が各洗浄チャンバ４に設けられる場合、各洗浄チャンバ
４の供給開口部は等しい角距離で離間され得、洗浄剤および／または乾燥剤を径方向に供
給するために接線的に配置され得る。
【００５０】
　なお、たとえば測定プローブ２の針１の形状に従って、開口部５を有する任意の好適な
数の洗浄チャンバ４が設けられ得る。
【００５１】
　さらに、１つの本体４に設けられる複数の洗浄チャンバ４は、凹部４０を介して相互に
接続され、したがって１つの洗浄チャンバ４とも見なされ得る。
【００５２】
　さらに、図１Ａ～図１Ｃに示される装置の第１の実施形態に対する図５に示される装置
の第４の実施形態の相違点のみをここで説明する。図５に係る装置のさらなる説明につい
ては、図１Ａ～図１Ｃの説明を参照する。
【００５３】
　図６Ａ～図６Ｄは、本発明に係る装置の第５の実施形態の斜視図である。第５の実施形
態に係る上記装置は、本体３の上側面の中央開口部５から本体３の外側の円筒状の周縁に
延在する４つの凹部４０が設けられる点で第１の実施形態に係る装置と異なる。開口部５
は、１回につき測定プローブ２の５本の針１のうちの１本を受取るために１つの中央洗浄
チャンバ４への入り口を提供する。中央の下側の針１が本体３の上側面の開口部５に導入
される場合、他の４本の針１は、４つの周方向の凹部４０を介して本体３の外方に延在す
る。凹部４０は、それらの外端（図６Ａ参照）において針１を保持するプローブ２のペン
状要素４１を収容する。同じ平面内に配置される他の４本の針１の各々は、針１を有する
プローブ２を回転させる必要なしに、それぞれの凹部４０を介して開口部５に導入され得
る（図６Ｂ参照）。
【００５４】
　図６Ｃおよび図６Ｄは、分解された状態で本体３および洗浄チャンバ４を構成する２つ
の要素を示す。図６Ｄは、外周の一部上で凹部４０を取囲む密封体５０を各凹部４０が備
えることを示す。密封体５０は、図６Ａの組立てられた状態において本体３の内壁および
直立の環状突起５１に対して配置されることによって、図６Ｃおよび図６Ｄに示される空
間６を封止する。
【００５５】
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　なお、図１Ａ～図１Ｃに示される装置の第１の実施形態に対する図６Ａ～図６Ｄに示さ
れる装置の第５の実施形態の相違点のみをここで説明する。図６Ａ～図６Ｄに係る装置の
さらなる説明については、図１Ａ～図１Ｃの説明を参照する。
【００５６】
　図７は、本発明に係る装置の第６の実施形態の斜視図である。第６の実施形態に係る上
記装置は、各々が洗浄チャンバ４および開口部５を備える５つの本体３を備える点で第１
の実施形態に係る装置とは異なる。図７の実施形態は、図５および図６のプローブ２の針
１を洗浄するのにも好適である。中央の下側の針１が、中央に配置された本体３の洗浄チ
ャンバ４に導入される。図１Ａ～図１Ｃに示されたものと同じ、洗浄チャンバ４を有する
本体３である。同じ平面内に配置される他の４本の針１は、図５および図６に示されるペ
ン状要素４１を収容するために開口部５および凹部４０を介して中央に配置された本体３
の周りに位置するそれぞれの本体３のそれぞれの洗浄チャンバ４に導入される。各々が凹
部４０を備える本体３は、図６Ａ～図６Ｄに示される本体３と大体同様であるが、凹部４
０が１つしか備えていないという相違点を有する。本体３のさらなる説明については、図
６Ａ～図６Ｄの説明を参照する。本体３は、各凹部３０が針１の形状に従って中央に配置
された本体３に向けられるように配置される。
【００５７】
　なお、図１Ａ～図１Ｃに示される装置の第１の実施形態に対する図７に示される装置の
第６の実施形態の相違点のみをここで説明する。図７に係る装置のさらなる説明について
は、図１Ａ～図１Ｃの説明を参照する。
【００５８】
　図８は、本発明に係る装置の第７の実施形態の斜視図である。第７の実施形態に係る上
記装置は、４つの外側本体３および中央に配置された本体３の各々間の距離が調整可能で
あるように、中央に配置された本体３に関して４つの外側本体３が変位可能である点で第
６の実施形態に係る装置とは異なる。４つの外側本体３は案内レール６０上に配置され、
その長さに沿って変位可能である。４つの外側本体３および中央に配置された本体３の各
々間の距離を調整することによって、針１を有する特定のプローブ２の寸法に装置を適合
させることが可能である。
【００５９】
　なお、図７に示された装置の第６の実施形態に対する図８に示される装置の第７の実施
形態の相違点のみをここで説明する。図８に係る装置のさらなる説明については、図７の
説明を参照する。
【００６０】
　図９は、本発明に係る装置の第８の実施形態の斜視図である。第８の実施形態に係る上
記装置は、各々が洗浄チャンバ４および開口部５を有する２つの本体３を備える点で第１
の実施形態に係る装置とは異なる。本体３は、図１Ａ～図１Ｃに示されるものと各々同様
である。第１の本体３および検出器１１がベース１２ａ上に配置される。該構成は、図１
Ａに示される構成と大体同様である。第２の本体３はベース１２ｂ上に配置され、ベース
１２ｂは、取付け手段７０によって９０°の角度でベース１２ａに取付けられている。図
５および図６の針１を有するプローブ２は、１つの平面のみにおいて針１を回転させるこ
とによって図９に係る装置で洗浄され得る。下側の中央針１は、ベース１２ａまたは１２
ｂ上に位置する本体３の洗浄チャンバ４内で洗浄され得、他の４本の針１は他方のベース
１２ｂまたは１２ａ上に位置する本体３の洗浄チャンバ４内で洗浄され得る。
【００６１】
　なお、図１Ａ～図１Ｃに示される装置の第１の実施形態に対する図９に示される装置の
第８の実施形態の相違点のみをここで説明する。図９に係る装置のさらなる説明について
は、図１Ａ～図１Ｃの説明を参照する。
【００６２】
　本発明は図面に示される変形に制限されず、添付の請求の範囲内にある他の好ましい実
施形態も対象とする。
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